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VAKUUM BESCHICHTUNGS-

 ANLAGEN & EXPERTISE

Hochproduktive optische Beschichtung
durch präzise und automatisierte Prozesse

mit flexiblen Anlagenplattformen



HOCH PRODUKTIVE OP-
TISCHE BESCHICHTUNG
DURCH PRÄZISE &
AUTOMATISIERTE PROZESSE
Die Nachfrage nach optischen Produkten ist in den letzten Jah-
ren stark gestiegen, besonders nach Präzisions optik. Und Mega -
trends wie autonomes Fahren, das Inter net der Dinge und Vir tu-
elle Realität werden das Markt wachstum zusätzlich steigern.

Eine wesentliche Voraus setzung für diese Produkte sind hoch-
präzise Beschich tungen. Sie nutzen die optischen Interferenz ei-
genschaften aus und ver leihen so den Präzisions optiken ihre
gewünsch ten Funktionen.

VON ARDENNE hat über viele Jahr zehnte Erfahrung in der Ent-
wicklung und Ferti gung von Vakuum beschichtungs anlagen ge-
sammelt. Deshalb profitieren unsere Kun den von unserem tiefen
Ver ständnis der physikali schen Prozesse der Vakuum beschich-
tung und den Erkenntnissen aus ihrem Einsatz in unter schied-
lichsten Anwen dungen.

Dieses Wissen haben wir in die Entwicklung zahl reicher Anlagen -
plattformen einfließen lassen. Damit können unsere Kunden das
komplette Anforderungs spektrum abdecken: von Forschung und
Ent wicklung über die Pilot- bis hin zur Massen produktion.

Dichtere & stabilere Beschichtungen

für Ent spiegelungen & optische Filter



Spezielle CARS-Prozess technologie

für optische Schichten höchster Güte



Bis zu 30 % schnellere Produktion

durch simultane doppel seitige Beschichtung



ULTRADÜNNGLAS
0,1~0,3 mm dick

Ø 200 mm

Wafer-Level-Optik
3D-Abtastung


Hochpräzise Beschichtungen sind eine Voraussetzung für Präzisionsoptiken.
Sie nutzen die Interferenzeigenschaften aus und sorgen für die gewünschten Eigenschaften. 

WAFER (Si, InP, GaAs)
0.7 mm thick

Ø 4″, 6″, 200/300 mm

Wafer-Level-Optik
Laserdioden

STANDARD
1,0~6,5 mm dick

Ø 1″, 2″, 25/50 mm
□ 50 mm x 50 mm / 100 mm x 100

mm

Katalogoptiken
Laseroptik

KEILFÖRMIG
Wie Standard, aber mit

nicht parallelen Oberflächen
(Δ<< 1°)

Katalogoptiken
Laseroptik

GROßFLÄCHIG
2~50 mm dick,

Ø bis zu 200 mm,
□ bis zu 300 mm x 400 mm

AV/VR/XR
Automotive, HUD

KUBISCH
5 mm x 5 mm x 5 mm bis zu

50 mm x 50 mm x 50 mm

Telecom-Optik

SPHERISCH
5 mm - 70 mm dick

Ø bis zu 200 mm

Laseroptik
Röntgen/EUV-Optik

ZYLINDRISCH
Bis zu 50 mm dick,
bis zu 200 mm breit

Laseroptik
Röntgen/EUV-Optik

PRISMEN
Bis zu 50 mm
Kantenlänge

Katalogoptiken
Periskop-Optik



Hoch präzise optische Filter
durch spezielle Multilagen beschichtung

OPTA X
Drehteller- Beschichtungs -
anlage

VISS
Vertikale
Beschichtungsanlage



OPTISCHE INTERFERENZFILTER

Geringste optische Verluste, mög lichst keine
Ab sorption und Streuung, hohe Trans mission im
Filter-Durchlass bereich, tiefe Blockung im Filter-
Sperr bereich, steile, präzise Filter kanten (steep
slopes) - das sind Anforderungen an optische
Interferenz filter wie Band passfilter, Dichroi ti-
sche Filter, Strahl teiler, Polarisations- oder Kerb -
filter.

Die Leistungs fähigkeit von Kameras, Projek to-
ren, Teles kopen und op tischer Mess technik
wird  kontinu ierlich verbessert. Dafür werden
standardi sierte Kompo nenten mit verbesserten
interferenz optischen Beschich tungen benötigt. 

Diese Multilagen schichten bestimmen die kon-
krete Bauteil funktion. Außerdem reflek tieren sie
das Licht oder spalten es selektiv in Teil strahlen
auf. Sie blockieren einzelne Wellen längen oder
wirken als Durchlass filter für einen bestimmten
Lichtfrequenz bereich.

Mit der OPTA X bieten wir Ihnen eine
Beschichtungs anlage für solch anspruchs volle
Filter abscheidungen. Sie ermöglicht Ihnen eine
zuverlässige Reproduzier barkeit höchster
Schicht anforderungen auch auf größeren Filter -
substraten und bei größeren Los mengen.

Höchste Schichtdicken präzision

und Reproduzier barkeit der Abscheidung



Anspruchsvolle Filter abscheidung

 auf zwei- & dreidimensiona len Substraten



Geeignet für Ziel materialien
für alle Wellen längen

von UV bis IR




Dreifach-Bandpassfilter
Beschichtungsbeispiel

Anlagen

Hochwertig trans mit tierender Licht eintritt
durch optische Vergütung viel fältiger Substrat formate

OPTA X
Drehteller- Beschichtungs -
anlage

VISS
Vertikale
Beschichtungsanlage



OPTISCHE FENSTER

Optische Fenster erlauben den Lichtdurchlass
bestimmter Wellenlängen für opto-elektroni-
sche Systeme und schützen sie zugleich vor
störenden Umgebungseinflüssen. Form und
Größe der optischen Fenster sind nahezu belie-
big. Oft handelt es sich um flache Glasplatten,
die mindestens durch eine beidseitige Antire-
flektionsbeschichtung (AR) für eine maximale
Transmission im gewünschten Frequenzbereich
optimiert sind. 

Wir bieten Ihnen mit der OPTA X eine Beschich-
tungsanlage, die bestens für diese Anwendung
geeignet ist. 

Die Anlage ist für eine Vielfalt von geometri-
schen Formen an Substraten geeignet. Außer-
dem bietet sie die Möglichkeit, Forder- und
Rückseiten simultan und schnell zu entspiegeln
und selektive Interferenzfilter abzuscheiden.

Ergänzend dazu können Sie mit der OPTA X
auch transparente, leitfähige ITO-Schichten auf-
bringen - entweder als Deckschicht oder inner-
halb des Multilayer-Schichtstapels. 

Außerdem sind die abgeschiedenen Schichten
klimabeständig und abriebfest.

Beschichtung vielfältiger
Substrate möglich

durch Anpassung der Anlagen an verschie-
dene Geometrien



Spart Kosten & Energie

durch simultane doppel seitige Ent -
spiegelung



Bis zu 50 % weniger
Personalaufwand

durch vollautomatisierte Rezeptsteuerung,
Carrier-Handling & Substratbestückung




Antireflexbeschichtung
Beschichtungsbeispiel

Anlagen



Reflexion mit höchster Effizienz
durch dielektrische Wechse lschichten

OPTA X
Drehteller- Beschichtungs -
anlage

VISS
Vertikale
Beschichtungsanlage



DIELEKTRISCHE SPIEGEL

Optische Spiegel aus dielektrischen Wechsel-
schichten finden sich in verschiedenen Anwen-
dungsbereichen wieder. Das sind beispiels-
weise biomedizinischen Anwendungen wie
Zahnspiegel, Materialbearbeitung zur Führung
und Lenkung von Laserstrahlen, als effiziente
Reflektoren (Bragg-Spiegel) in Lichtleitern und
optischen Resonatoren. Auch im Bereich
AR/VR/XR als teilreflektive Komponenten für
Projektion und Displayanwendungen werden
sie verwendet.

Im Vergleich zu Metallspiegeln lassen sich di-
elektrische Schichtsysteme sehr anwendungs-
spezifisch gestalten. Dadurch kann im Hinblick
auf die Wellenlänge ein selektives, schmal-
oder breitbandiges Verhalten realisiert werden.
Zudem sind dielektrische Reflektoren
winkelsensitiv. 

Wenn Sie dielektrische Spiegelschichten funk-
tional verbessern wollen, bedarf es gesteigerter
Abscheidepräzision, Schichtgüte und Reprodu-
zierbarkeit. Für diesen Zweck hat VON AR-
DENNE die OPTA X mit spezieller CARS-Pro-
zesstechnologie entwickelt.

Glatte optische
Schichten höchster Güte

durch spezielle CARS-Prozess technologie



Bis zu 50 % weniger
Personalaufwand

durch ollautomatisierte Rezeptsteuerung,
Carrier-Handling & Substratbestückung 



Optische in-situ
Prozessüberwachung

zur kontinuierlichen Spezifikationskontrolle




Breitbandspiegel (BBHR)
Beschichtungsbeispiel

Anlagen

Optik trifft Halbleiter
Optische Interferenz schichten für Filter-on-Chip-
CMOS, hyper spektrale Sensoren & spektrale Abtastfilter

OPTA X
Drehteller- Beschichtungs -
anlage



WAFER-LEVEL-OPTIK

Optische Filter schichten, die direkt auf Glas-
oder Halbleiter wafern abgeschieden werden,
ermöglichen optische Produkte, die eine sehr
geringe Größe und ein wettbewerbs fähiges
Preis-Leistungs-Verhält nis haben. Daher haben
sie den Weg in verschie dene Märkte wie die
Unterhaltungs elektronik oder die Automobil in-
dustrie gefunden. Durch die steigende Nach-
frage nach Groß serienfertigung rückt die Wafer-
Level-Optik in den Fokus der Industrie.

Mit der OPTA X bieten wir Ihnen  eine
Beschichtungs anlage, die speziell für die Anfor-
derungen in den Bereichen der Photonik und
Wafer-Level-Optik entwickelt wurde.

Für die Multilayer-Beschichtung von Wafer-ba-
sierten Mikro linsen-Arrays, Halbleiter-Sen soren
oder Filter-on-Chip CMOS ermöglicht Ihnen die
OPTA X eine voll automatisierte, SEMI-kompa ti-
ble Wafer-Hand habung zur Integration in
Halbleiter fabriken. Neben Wafern mit 200 Milli-
metern Durch messer ist die OPTA X zusätzlich
für  Wafer größen bis 300 Millimeter geeignet.

Optische Filter schichten
direkt auf Halbleiter scheiben

zum Beispiel für Silizium geräte



Optische Überwachung der
Trans mission oder Re flexion

direkt auf dem Wafer



SEMI-kompatible
Wafer handhabung

für die Integration in Halbleiter fabriken




Schmalband filter
Beschichtungsbeispiel

Anlagen



Höchste Präzision auf optischen Groß flächen
mit höch ster Gleich mäßig keit

VISS
Vertikale
Beschichtungsanlage



GROSSFLÄCHENOPTIK

© RubinObs/NSF/AURA/T.
Vučina

Sie suchen Be schichtungs lösung en für optische
Groß flächen mit extrem hohen An forder ungen
für Anwendungen wie astronomische
Spiegelteleskope?

Dann bietet Ihnen unsere Magnetron sputter -
techno logie die nötige Präzision.

Im pro fes sionel len Teleskopbau werden heute
Einzel spiegel mit mehr als acht Metern Durch -
messer verwendet. Vor dem Be schichten wer-
den diese Spiegel optiken poliert und das mit ei-
ner Genauig keit von 20 Nano metern. Das spä-
tere Auf bringen von  hoch reflek tieren den Alu-
minium-, Gold- oder Silberschichten darf diese
Ab weichung von der idealen para bolischen
oder hyper bolischen Form des Spiegels nicht
ver schlech tern. Das heißt, es muss ebenfalls
auf wenige Nanometer genau beschichtet
werden.

Die hier not wen dige Techno logie- und Enginee-
ring-Kompe tenz haben wir bei VON ARDENNE
über Jahrzehnte aufgebaut. Wir liefern Groß flä-
chen- und Spezial be schich tungs an lagen genau
für diesen Zweck.

Höchste Reflektivität
& Beständigkeit

durch Magnetron-Sputtertechnologie für
metallische Schichten &
Schutzbeschichtungen



Konturkonforme
Abscheidepräzision

durch dynamische Prozessführung



Beschichtung
größter Aperturflächen

durch angepasste Sonderkonstruktionen




Hochreflektive Beschichtungen
Beschichtungsbeispiel

Anlagen

SKYVA
Teleskop beschichtungs -
anlage

Breitband entspiegelung & Selektive Filter
durch konforme Beschichtung auf
gewölbten Substrat oberflächen

OPTA X
Drehteller- Beschichtungs -
anlage



LINSEN & OPTISCHE DOME

Wenn Sie Linsen elemente mit einer interferenz -
optischen Breitband entspiegelung oder selekti-
ven Filter schicht versehen wollen, müssen
diese Beschich tungen bestimmte Spezi fikatio-
nen an Temperatur- und Umwelt stabilität
erfüllen.

Das bringt besondere Heraus forderungen mit
sich, wie etwa eine gleich mäßige Filter funktion
entlang der gekrümmten Substrat oberfläche.
Weitere Heraus forderungen sind die beid seitige
Ent spiegelung der Linsen oberflächen, eine
zusätz liche optische Filter funktion sowie eine
klima beständige, mechanisch stabile Linsen ver-
gütung mit verbessertem Shift-Verhal ten des
Filters durch dichte re Schichten.

Für solche Anforderungen und hat
VON ARDENNE eine spezielle Beschichtungs an-
lage entwickelt: die OPTA X.  Sie ist auch eine
Alternative zum herkömm lichen Bedampfungs -
prozess. 

Direktes Aufbringen von
Filtern auf Linsen elemente

mit kon kaven und kon vexen Oberflächen



Dichte Schichten für Front linsen

mit hoher Abrieb- & Wetter festigkeit



Ein- und beidseitige Beschich tung

von schweren Linsen mit großem Durch -
messer




Bandpassfilter
Beschichtungsbeispiel

Anlagen



OP
TA

 X HOCHPRODUKTIV
BEIDSEITIG BESCHICHTEN
für anspruchsvolle optische Schicht systeme

Mit der OPTA X erhalten Sie eine Beschichtungsanlage
für die anspruchs vollsten optischen Schicht systeme.
Das trifft ins be son de re für Mulitlagenoptik mit einer ho -
her An zahl von wechselnden Schichten zu.

Die Anlage beschichtet horizontal. Für eine optimale
Beschichtung kommt an der OPTA X die spezielle CARS-
Prozess technologie zum Einsatz. Aber auch weitere
Prozess führungen wie Meta Mode, reaktives oder nicht
reaktives Sputtern stehen zur Verfügung. Auf bis zu fünf
Ports pro Beschichtungs seite können Ma gnetrons
und/oder Plasma quellen integriert werden. In-situ-
Mess technik zur Verfolgung und Korrektur des
Beschichtungs fortschritts steht ebenfalls für optisches
Monitoring zur Verfügung.

Die Anlage besitzt ein automatisches Handling system.
Es ist modular aufgebaut und ermöglicht eine sichere
Bestückung der OPTA X mit unterschiedlichen Substra-
ten, die in anpassbaren Carriern durch die Anlage ge-
schleust werden. Je nach Prozess- und Produktivitäts -
anforderungen können verschiedene Modultypen kom-
biniert werden. Beispiele dafür wären mehrere
Magazin schleusen oder Vor- und Nachbehandlungs -
kammern.

Neben Substraten mit 200 Millimetern Durch messer ist
die OPTA X zusätzlich für Substrat größen bis 300 Milli-
meter geeignet.

Höchste Präzision

durch homogene Beschichtungen auf optischen
Komponenten



Höchste Qualität

durch saubere, defektarme optische Schichten



Variable Produktanpassung:

Schicht systeme & Bauteil-Geometrie



OPTA X 300

OPTA X 200

OPTISCHE FENSTER

DIELEKTRISCHE SPIEGEL

WAFER-LEVEL-OPTIK

DISPLAYS FÜR FAHRZEUGE

DISPLAYS FÜR UNTER HALTUNGS ELEKTRONIK

HALB LEITER

LINSEN & OPTISCHE DOME

OPTISCHE INTER FERENZ FILTER

ANWENDUNGEN


TECHNISCHE DATEN
Änderungen, die technischen Verbesserun-
gen dienen, bleiben vorbehalten.

Substrate
Glas, Polymere, Metalle

Beschichtungsbreite
Bis zu 200/300 mm

Abscheidungsart
DC, pulsed DC, AC, CARS, 
meta mode, reactives Sputtern, RF

Substrattemperatur
RT … 300°C

Abscheidungstechnolgie
Magnetron-Sputtern: planar, rotatable

Transportart
Carrier oder Roboter

Systemsteuerung
Siemens SPS



VIS
S HOCHFLEXIBLE & SKALIERBARE

INLINE-SYSTEME
FÜR VERTIKALE PROZESSE &
MITTLERE PRODUKTIVITÄT
Die VISS ist eine modulare Anlage für vertikale
Abscheidungs prozesse. Sie ist eine sehr gute Wahl,
wenn Sie von der Labor anwendung zur Produktion
übergehen wollen.

Die Anlage ist entweder als Inline-Version mit einem
Ende oder als Durchlauf version für kontinuierliche Pro-
zesse erhältlich. Sie ist gut dafür geeignet, auf Substrat -
breiten von bis zu 600 mm zu skalieren. 

Die Substrate werden mit einem Carrier-System trans-
portiert, das vertikal um sieben Grad geneigt ist. Die An-
lage kann be- und entladen werden, ohne dass die Vor-
derseite der Substrate dabei berührt wird.

Skalierbar

durch modulares Design



Leicht anpassbar an Ihre Bedürfnisse

durch flexible Konfigurations optionen



Laden ohne Berührung
der Substrat vorderseite

durch Carrier-Transport



VISS600 VolumeX

VISS600 PilotX

VISS600 LabX

OPTISCHE FENSTER LIFT-OFF PROZESSE

ADVANCED PANEL-
LEVEL PACKAGING

DIELEKTRISCHE
SPIEGEL

GROSS FLÄCHEN OPTIK LEITER PLATTEN

HALB LEITER
DÜNN SCHICHT-
PHOTO VOLTAIK

LEISTUNGS -
ELEKTRONIK

PIEZO ELEKTRISCHE
SENSOREN &
AKTUOREN

OPTISCHE INTER -
FERENZ FILTER

ANWENDUNGEN


TECHNISCHE DATEN
Änderungen, die technischen Verbesserun-
gen dienen, bleiben vorbehalten.

Substrate
Glas, Polymere, Metalle

Beschichtungsfläche
Bis zu 600 x 2400 mm²

Abscheidungsart
Doppelseitig, pulsed DC, AC, RF

Substrattemperaturspanne
RT / 200°C / 350°C

Abscheidungstechnologie
Magnetron-Sputtern, Linearverdampfen, Vor-
und Nachbehandlung

Transportart
Inline, Carrier oder Stacker

Be- & Entladen
Optionale Automatisuerung mit Roboter

Systemsteuerung
Siemens SPS und WinCC



CLOSE TO YOU!
RUND UM DEN GLOBUS FÜR SIE DA

Erst klassige Technologie, Qualität und Produktivität sind der
Schlüssel zu Ihrem Erfolg und fester Bestandteil unserer
Anlagen.

Weltweit kommen VON ARDENNE-Beschichtungs anlagen in über
50 Ländern zum Einsatz. Die Betreuung der mehr als 1000 instal-
lierten Anlagen erfolgt von unseren lokalen Service standorten
oder vom Unternehmenssitz in Dresden aus. Bei Fragen oder
Themen jeglicher Art unterstützen wir Sie telefonisch, persönlich
vor Ort oder per Remote-Support.

Umfassender Support für Ihre Anlagen

über die gesamte Lebensdauer



Weltweit für Sie da

mit Servicestandorten vor Ort



Breites Produktportfolio

damit Sie alles aus einer Hand bekommen



VON ARDENNEs Anspruch ist es, unseren Kunden weltweit einen schnellen und zu verlässigen Service bieten zu können. Daher sind
wir an sieben Stand orten in Europa, Asien und Nordamerika vertreten.

Neben unserem Stamm sitz in Dresden, Deutschland sind unsere Mit arbeiterinnen und Mit arbeiter aus den Nieder lassungen in China,
Indien, Japan, Malaysia, den USA und Vietnam für Sie da. 

GEMEINSAM TESTEN,
BEMUSTERN & VERBESSERN
VON DER SIMULATION BIS ZUR PILOT PRODUKTION

Technology & Application Center Dresden

Michael Schneider

Industry Manager Optics
VON ARDENNE GmbH

 +49 351 2637 9306

Be muster ung & Schicht entwicklung
mit umfangreicher Ausstattung

In unserem Technology & Application Center arbeiten wir mit Ih-
nen und für Sie an der nächsten Generation Ihrer Beschichtungs -
anwendungen.

Von der Simulation der Schicht stapel und ihrer Funktionalität,
über die Proben herstellung im Labor- und Pilot maßstab bis hin
zur Messung und Auswertung der Schicht- und Substrat eigen-
schaften sind wir auf die verschiedensten Anforderungen vorbe-
reitet. Das gibt Ihnen die Möglichkeit, bereits vorab auf relevan-
ten Proben größen die Funktion der Beschichtung für Ihr Produkt
testen zu können.

Erkenntnis gewinn durch Simulation

der Schicht zusammen setzung & Eigenschaften



Be musterung & Quali fizier ung der Eigen schaften

aus einer Hand



Gezielte Einbindung der Beschichtungs schritte

 in Ihre Wertschöpfungs kette



IHRE ANSPRECHPARTNER
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Hochproduktive optische Beschichtung
durch präzise und automatisierte Prozesse

mit flexiblen Anlagenplattformen


